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Introducao

As empresas petroliferas enfrentam sérios
problemas técnicos e econdmicos com a formagéao
de depositos de carbonatos e sulfatos de Mg®*, Ca**
e Sr**. Para evitar a adesdo destes precipitados nas
paredes dos equipamentos e tubulagbes, as
industrias petroliferas fazem uso de inibidores
quimicos.

Neste trabalho foi estudado o efeito do inibidor
DETPMP [acido dietilenotriaminopenta - (metileno
fosfonico] na formagdo destes depdsitos sobre a
superficie de ouro do sensor de uma microbalanga
de quartzo. Os depésitos, caracterizados por MEV /
EDS, foram formados a partir de uma solugao que
mimetiza a 4gua de formagao encontrada nos pogos
de petréleo.

Resultados e Discussao

A agua de formacado sintética utilizada neste
estudo corresponde aproximadamente a uma
solugao saturada de NaCl, contendo 3200 ppm ca®,
440 ppm Mg® e 570 ppm Sr**. A formagdo do
depdsito sobre o sensor da balanga de quartzo foi
induzida eletroquimicamente com aplicagdo de
corrente de -50 pA. O sistema consistiu na mistura
de agua de formagéo sintética, Na,SO, para simular
o efeito da injecao da 4gua do mar no reservatorio e
NaHCO; para precipitar os carbonatos.

O sensor da microbalanga foi utilizado como
eletrodo de trabalho, Ag/AgCl como eletrodo de
referéncia e carbono vitreo como contra-eletrodo.
Os depositos formados sobre o sensor da
microbalanga foram caracterizados por MEV e EDS.

Na Figura 1 sdo apresentados os massogramas
referentes a formagao de depdsitos em fungao do
tempo. Nas Figuras 2 e 3 sdo apresentadas as
micrografias no modo imagem com aumento de 0,3k
e EDS, referentes aos processos de formagdo de
depédsitos sem e com o uso do inibidor,
respectivamente.

Nota-se na Figura 1 que a quantidade de massa
depositada na presenga do inibidor € bem menor
que a massa de deposito obtida na auséncia do
inibidor. Na Figura 2, verifica-se que o depdésito de
carbonato de cdélcio encontra-se mais disperso,
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quando comparado ao depdsito obtido na Figura 3
(presenga do inibidor).
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Figura 1 — Massograma de formacéo de sais.
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Figura 2 — Micrografias no modo imagem com aumentos
de (a) 0,3k e (b) EDS. Sem inibidor.
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Figura 3 — Micrografias no modo imagem com aumentos
de (a) 0,3k e (b) EDS. 10 ppm DETPMP.

O inibidor, apesar de diminuir a massa de
depésito formado, faz com que este seja formado
em “ilhas” sobre a superficie do sensor. O EDS
mostra também a precipitagdo dos ions de Ba®*
além dos fons Ca™".

Conclusoes

O uso do inibidor altera as caracteristicas

morfolégicas dos sais depositados sobre a
superficie do cristal quando comparado aos
depositos salinos sem inibidor.
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